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(57) Abstract: The invention relates to a vacuum-coating facility for coating web material (6) in processing chambers, wherein an 
unwinding device (4) having a first roller frame (11) is arranged in a first evacuatable winder chamber (2) and a winding device (5) 
having a second roller frame (12) is arranged in a second evacuatable winder chamber (3), wherein the web material runs through 
at least one evacuatable processing chamber (1) between said devices, wherein a cooling roller (15, 16) is arranged in a processing 
roller frame (14) having guiding devices for the web material, wherein at least one magnetron sputter source (17) is located on the 
surface thereof. The invention has the aim of enhancing precision in the parallelism of all rollers involved in the process. This is 
achieved in that the unwinding roller frame, the process roller frame and the winding roller frame are fixed in given points (18, 19, 
20, 21) and in that the maximum difference in pressure between a winder chamber and the processing chamber is 50 Pa when the 
facility is operating and/or a common roller frame is configured for several cooling rollers. 

(57) Zusammenfassung: Der Erfindung, die eine Vakuumbeschichtungsanlage zum Beschichten von bandformigen Material (6) in 
Prozesskammern betrifft, bei der in einer ersten evakuierbaren Haspelkammer (2) eine Abwickeleinrichtung (4) mit einem ersten 
Walzenstuhl (11) angeordnet 
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ist, und in einer zweiten evakuierbaren Haspelkammern (3) eine Aufwickeleinrichtung (5) mit einem zweiten Walzenstuhl (12) ange- 
ordnet ist, zwischen denen das zu beschichtende bandformige Material mindestens eine evakuierbare Prozesskammer (1) durchlaufL 
wobei in der ein ProzesswaJzenstuhl (14) mit Fuhrungseinrichtungen fur das bandformige Material und eine Kuhlwalze (15 16) 
angeordnet ist, uber deren Oberflache sich mindestens eine Magnetronsputterquelle (17) beiindet, liegt die Aufgabe zugrundj die 
Prazision in der Parallelitat aller, am Prozess beteiligter, Walzen zu erhohen. Dies wird dadurch gelost, dass der Abwickel walzen- 
stuhl, der Prozesswalzenstuhl und der Aufwickelwalzenstuhl in definierten Punkten (18, 19, 20, 21) befesugt werden und dass im 
Betnebszustand der Anlage eine Druckdifferenz, zwischen einer Haspelkammer und der Prozesskammer, maximal 50 Pa betragt 
und/oder em gemeinsamer Walzenstuhl fur mehrere Kuhlwalzen ausgefiihrt ist. 
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Vakuiunbeschichtungsanlage zum Beschichten von bandformigen 

Material 

Die Erfindung betrifft eine Vakuumbeschichtungsanlage zum 
Beschichten von bandformigen Material in Prozesskammern, bei 
der in einer ersten evakuierbaren Haspelkammer eine 
Abwickeleinrichtung mit einem eingesetzten Abwickel des zu 
beschichtenden bandformigen Materials, der in einem ersten 
Walzenstuhl angeordnet ist, und in einer zweiten evakuierbaren 
Haspelkainmern eine Aufwickel einrichtung mit einem 
herausnehmbaren Aufwickel des beschichteten Materials, der in 
einem zweiten Walzenstuhl angeordnet ist. Zwischen den 
Haspelkammern durchlauft das zu beschichtende bandformige 
Material mindestens eine evakuierbare Prozesskammer, wobei in 
jeder Prozesskammer ein Prozesswalzenstuhl mit Fuhrungs- 
einrichtungen fur das bandformige Material und eine Kuhlwalze 
angeordnet ist, iiber deren Oberflache sich mindestens eine 
Magnetronsputterguelle befindet. 

Aus der DE 197 35 603 CI sind Vakuumbeschichtungsanlagen fiir 
bandformige Materialien bekannt, die aus zwei Prozesskammern 
bestehen. in jeder Prozesskammer gibt es einen Walzenstuhl, in 
dem Umlenkrollen, Bandzugmesswalzen und eine Kuhlwalze gelagert 
sind. Jeder Walzenstuhl ist horizontal und vertikal verstellbar 
ausgefuhrt, urn eine Justage zueinander zu ermoglichen und damit 
Faltenbildung des bandformigen Materials zu vermeiden. 

Abwickel und Aufwickel befinden sich in Haspelkammern. Das zu 
beschichtende Material wird in der ersten Haspelkammer vom 
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Abwickel abgerollt, dem Beschichtungsprozess zugefiihrt und 
anschlieSend in der zweiten Haspelkammer aufgewickelt. Fur die 
Beschichtung des bandformigen Materials werden 
Magnetronsputterquellen verwendet, die horizontal zur 
jeweiligen Kuhlwalze verstellbar angeordnet sind, urn sie 
achsenparallel justieren zu konnen. 

Die Prozesskammern sowie die Haspelkammern sind durch 
Bandventile vakuummafiig voneinander getrennt, urn mit 
unterschiedlichen Gasen und mit unterschiedlichen Drucken 
arbeiten zu konnen. Durch die Bandventile wird das zu 
beschichtende bandformige Material transportiert . 

Bei geringer werdenden Foliestarken reicht die Prazision der 
Justierbarkeit der Walzenstuhle # die im Bereich von etwa 
0,1 - 0,2 mm liegt, nicht mehr aus. Insbesondere hat es sich 
gezeigt, dass es trotz exakter Justage der Walzenstuhle, die 
regelmaSig unter atmosphSrischen Bedingxingen erfolgt/ dennoch 
zu Fehlfuhrungen des Substratmateriales im Prozess kommt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Prazision in der 
Parallel! tSt aller an der Anlage beteiligten Walzen zu erhohen. 

Gema£ der Erfindung wird die Aufgabe bei einer 
Vakuumbeschichtungsanlage der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, dass der Walzenstuhl ftir den Abwickel auf einem ersten 
Befestigungspunkt in der erst eh Haspelkammer, der 
Prozesswalzenstuhl auf einem zweiten und einem dritten 
Befestigungspunkt in der Prozesskammer und der Walzenstuhl fur 
den Aufwickel auf einem vierten Befestigungspunkt in der 
zweiten Haspelkammer befestigt ist. Im Betriebszustand der 
Anlage betragt die Druckdif ferenz, zwischen einer Haspelkammer 
und der Prozesskammer, maximal 50 Pa. 

Dabei ist ein Befestigungspunkt nicht notwendiger Weise als 
punktformige Befestigungsstelle zu verstehen. Vielmehr kann die 
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Befestigung an dem Bef estigungspunkt auch als eine 
Auflageflache o.a. ausgefuhrt werden. 

Durch die Erfindung werden Def orraationen bei der notwendigen 
Evakuierung der Haspelkanimern und der Prozesskainmer zumindest 
im Bereich der Bef estigungsstellen vermieden. Dadurch konnen 
Abweichungen von der unter atmospharischem Druck vorgenommenen 
Justage der Walzenstiihle vermieden werden. 

In einer besonders gtinstigen Ausfuhrungsforin der Erfindung ist 
vorgesehen, dass der erste und der zweite Bef estigungspunkt 
beiderseits einer gemeinsamen Bef estigungswand liegen. 

In einer weiteren gtinstigen Ausfiihrungsform der Erfindung ist 
vorgesehen, dass der dritte und der vierte Bef estigungspunkt 
beiderseits einer gemeinsamen Bef estigungswand liegen. 

Gemeinsarae Bef estigungswande bieten den Vorteil, dass die 
einander benachten Bezugspunkte unmittelbar miteinander 
mechanisch gekoppelt sind, so dass nahezu jegliche geometrische 
Abwei chung vor und nach der Justage vermieden werden konnen. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass der erste Bef estigungspunkt in der ersten Haspelkammer an 
einer ersten separaten Bef estigungswand und der zweite 
Bef es tigungspunkt in der Prozesskainmer an einer zweiten 
separaten Bef estigungswand liegen. 

In einer weiteren Ausgestaltungsf orm der Erfindung ist 
vorgesehen, dass der dritte Bef estigungspunkt in der 
Prozesskainmer an einer dritten separaten Bef estigungswand und 
der vierte Bef estigungspunkt in der zweiten Haspelkammer an 
einer vierten separaten Bef estigungswand liegen. 

Separate Bef estigungswande k6nnen eingesetzt werden, wenn die 
einzelnen Baugruppen, wie Haspelkammern oder Prozesskainmer als 
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separate Baugruppen hergestellt und eingesetzt werden sollen. 
Durch die erf indungsgemaS geringe Druckdif ferenz von 50 Pa im 
Betriebszustand der Anlage zwischen den Kammern wird dann 
ebenfalls eine Deformation der auf nahezu gleichem Druck 
liegenden Wande minimiert. 

Die Prazision bei der Ausrichtung der Walzensttihle kann 
weiterhin dadurch erhoht werden, dass die erste und die zweite 
Befestigungswand und/oder die dritte und vierte 
Befestigungswand einander stabilisierend, mechanisch 
miteinander verbunden sind. 

GemaS der Erfindung wird die Aufgabe weiterhin dadurch geldst, 
dass mehrere Kuhlwalzen in einem gemeinsamen Walzenstuhl 
befestigt sind. 

Damit entfallt zum einen die Justage von separaten Walzensttihle 
fur die Kuhlwalzen. Zum anderen konnen keine geometrischen 
Veranderungen zwischen den Fuhrungen fur die einzelnen 
Kuhlwalzen auf tret en. 

In einer weiteren gtinstigen Ausfuhrungsf orm der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die Prozesskammer mit einer Abdeckwand 
verschlossen ist, die im Bereich der Kuhlwalzen Offnungen 
beinhaltet, die jeweils durch Turen vakuumdicht verschliefibar 
sind. 

In einer weiteren Ausftihrung der Erfindung ist vorgesehen, dass 
an den Turen die zugehorigen Magnetronsputterquellen mit der 
Magnetronumgebung einer Kiihlwalze befestigt sind, die Turen 
iiber ein Fahrwerk verftigen und von der Kiihlwalze wegfahrbar 
sind. Damit wird, bei Verbleiben des Prozesswalzenstuhles, der 
Targetwechsel oder es werden Wartungsarbeiten ermoglicht, olme 
die Prozesskammer oder den Prozesswalzenstuhl zu demontieren. 
Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausfiihrungs- 
beispieles naher erlautert werden. In den zugehorigen 
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Zeichnungen zeigt 

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Vakuum- 

beschichtungsanlage im Langs schnitt und 

Fig. 2 eine perspektivische Explosivdarstellung. 

Die Vakuumbeschichtungsanlage besteht aus einer Prozesskammer 
1, einer Haspelkammer 2, in der sich ein Abwickel 4, des zu 
beschichtenden bandf Srmigen Materials 6, befindet und einer 
Haspelkammer 3, in der sich ein Aufwickel 5 befindet. Zwischen 
der Prozesskammer 1 und den Haspelkammern 2 und 3 sind 
Bandventile 7 und 8 angeordnet, durch die das bandformige 
Material 6 geftihrt wird. 

Im Ausfuhrungsbeispiel erfolgt die Trennung der ersten 
Haspelkammer 2 von der Prozesskammer 1 durch eine, fur beide 
Kammern, erste gemeinsame Bef estigungswand 9. In den 
Haspelkammern 2 und 3 befindet sich jeweils ein Walzenstuhl 11 
und 12, der den Abwickel 4 bzw. den Aufwickel 5 und 
Fuhrungseinrichtungen 13 fttr das Material. In der Prozesskammer 
1 befindet sich ein Prozesswalzenstuhl 14, in dem zwei 
Kuhlwalzen 15 und 16 mit den dazugehSrigen 
Fuhrungseinrichtungen 13 befestigt sind. Zur Beschichtung des 
bandformigen Materials 6 befinden sich Magnetronsputterquellen 
17 uber der Oberflache der Kuhlwalzen 15 und 16. Der 
Abwickelwalzenstuhl 11 ist auf einem ersten Bef estigungspunkt 
18, in der Haspelkammer 2, an der ersten gemeinsamen 
Bef estigungswand 9, aufgelegt. Der zweite Bef estigungspunkt 19 
befindet sich an der gleichen Bef estigungswand 9 auf der 
Prozesskamnierseite . 

Ebenfalls in der Prozesskammer 1 ist der dritte 
Bef estigungspunkt 20 an einer zwei ten gemeinsamen 
Bef estigungswand 10 angeordnet. Der Prozesswalzenstuhl 14 ist 
auf dem zwei ten und dritten Bef estigungspunkt 19 und 20 
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aufgelegt. Eine zweite gemeinsame Bef estigungswand 10 trennt 
die Prozesskarnmer 1 von der zweiten Haspelkammer 3. An dieser 
Befestigungswand 10 befindet sich in der Haspelkammer 3 der 
vierte Bef estigungspunkt 21. In diesem Punkt ist der 
Aufwickelwalzenstuhl 12 befestigt. Eine Deformation der 
gemeinsamen Befestigungswande 9 und 10 bzw. der 
Befestigungspunkte 18, 19, 20 und 21 wird durch den 
Druckunterschied von maximal 50 Pa zwischen der Prozesskarnmer 1 
und einer Haspelkammer 2 oder 3 verringert. 

Die Prozesskarnmer 1 ist durch eine Abdeckwand 22 verschlossen, 
in welcher sich 6ffnungen 23 fur Turen 24 befinden. Die Turen 
24 konnen vakuumdicht verschlossen werden. An den Ttiren 24 ist 
die Magnetronumgebung inklusive der Magnetrons 25 einer 
Kuhlwalze 15 oder 16 befestigt. Unterhalb der Turen 24 sind 
Fahrwerke 26 montiert liber die sich die Turen 24 nach dem 
offnen von der Kuhlwalze 15 oder 16 wegfahren lassen. 
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Vakuuxnbeschichtungsanlage zvm Beschichten von bandformigen 

Material 

Bezugszeichenliste 

1 Prozesskammer 

2 Haspelkammer (fur den Abwlckel) 

3 Haspelkammer (ftir den Aufwickel) 

4 Abwickel 

5 Aufwickel 

6 bandformiges Material 

7 Bandventil 

8 Bandventil 

9 Befestigungswand 

10 Befestigungswand 

11 Walzenstuhl 

12 Walzenstuhl 

13 Fuhrungseinrichtung 

14 Prozesswalzenstuhl 

15 Kiihlwalze 

16 Kiihlwalze 

17 Magnetronsputterquelle 

18 Erster Bef estigungspunkt 

19 Zweiter Bef estigungspunkt 

20 Dritter Bef estigungspunkt 
21Vierter Bef estigungspunkt 

22 Abdeckwand 

23 Offnung 

24 Tiiren 

25 Magnetronumgebung mit Magnetronsputterquellen 

26 Fahrwerk 

7 



WO 03/046251 



PCI7DE02/04300 



Vakuumbeschichtungsanlage zum Besciiichten von bandformigen 

Material 

Patentanspruche 

1. Vakuuirfceschichtungsanlage zum Beschichten von 
bandformigen Material in Prozesskammern, bei der in einer 
ersten evakuierbaren Haspelkammer eine Abwickel - 
einrichtung mit einem eingesetzten Abwickel des zu 
beschichtenden bandformigen Materials, der in einem 
ersten Walzenstuhl angeorcinet ist, und in einer zweiten 
evakuierbaren Haspelkammern eine Aufwickeleinrichtung mit 
einem herausnehmbaren Aufwickel des beschichteten 
Materials, der in einem zweiten Walzenstuhl angeordnet 
ist, zwischen denen das zu beschichtende bandformige 
Material mindestens eine evakuierbare Prozesskammer 
durchlauft, wobei in jeder Prozesskammer ein 
Prozesswalzenstuhl mit Fuhrungseinrichtungen fur das 
bandformige Material und eine Ktihlwalze angeordnet ist, 
liber deren Oberflache sich mindestens eine 
Magnetronsputterquelle befindet, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Walzenstuhl (11) fur den Abwickel (4) auf einem 
ersten Bef estigungspunkt (18) in der ersten Haspelkammer 
(2), der Prozesswalzenstuhl (14) auf einem zweiten und 
einem dritten Bef estigungspunkt (19; 20) in der 
Prozesskammer (1) und der Walzenstuhl (12) fur den 
Aufwickel (5) auf einem vierten Bef estigungspunkt (21) in 
der zweiten Haspelkammer (3) befestigt ist und dass im 
Betriebszustand der Anlage eine Druckdif f erenz, zwischen 
einer Haspelkammer (2; 3) und der Prozesskammer (1), 
maximal 50 Pa betragt. 
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2. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzei chiie t, dass der erste und der zweite 
Befestigungspunkt (18; 19) beiderseits einer gemeinsamen 
Bef estigungswand (9) liegen. 

3. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der dritte und der . vierte 
Befestigungspunkt (20; 21) beiderseits einer gemeinsamen 
Bef estigungswand (10) liegen. 

4. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Befestigungspunkt (18) in 
der ersten Haspelkammer (2) an einer ersten 
Bef estigungswand und der zweite Befestigungspunkt (19) in 
der Prozesskammer (1) an einer zweiten Bef estigungswand 
liegen. 

5. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der dritte Befestigungspunkt (20) in 
der Prozesskammer (1) an einer dritten Bef estigungswand 
und der vierte Befestigungspunkt (21) in der zweiten 
Haspelkammer (3) an einer vierten Bef estigungswand 
liegen. 

6. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste und die zweite 
Befestigungswand und/oder die dritte und vierte 
Befestigungswand einander stabilisierend, mechanisch 
miteinander verbunden sind. 

7. Vakuumbeschichtungsanlage zum Beschichten von 
bandformigen Material in Prozesskammern, bei der in einer 
ersten evakuierbaren Haspelkammer eine Abwickel- 
einrichtung mit einem eingesetzten Abwickel des zu 
beschichtenden bandformigen Materials, der in einem 



9 



WO 03/046251 



PCT/DE02/04300 



ersten Walzenstuhl angeordnet ist, und in einer zweiten 
evakuierbaren Haspelkammern eine Aufwickeleinrichtung mit 
einem herausnehmbaren Aufwickel des beschichteten 
Materials, cier in einem zweiten Walzenstuhl angeordnet 
ist, zwischen denen das zu beschichtende bandformige 
Material mindestens eine evakuierbare Prozesskammer 
durchlauft, wobei in jeder Prozesskammer ein 
Prozesswalzenstuhl mit Fuhrimgseinrichtungen fur das 
bandformige Material und eine Kuhlwalze angeordnet ist, 
iiber deren Oberfiache sich mindestens eine 
Magnetronsputterquelle befindet, dadurch gekennzeichnet , 
dass mehrere Kuhlwalzen (15; 16) in einem gemeinsamen 
Prozesswalzenstuhl (14) befestigt sind. 

8. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Prozesskammer (1) mit einer 
Abdeckwand (22) verschlossen ist, die im Bereich der 
Kuhlwalzen (15; 16) Offnungen (23) beinhaltet, die 
jeweils durch Turen (24) vakuumdicht verschlieSbar sind. 

9. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 7 und 8, dadurch. 
gekennzeichnet, dass an den Turen (24) die zugehorigen 
Magnetronsputterquellen mit der Magnetronumgebung (25) 
einer Kuhlwalze (15; 16) befestigt sind, die Turen (24) 
uber ein Fahrwerk (26) verfugen und von der Kuhlwalze 
(15; 16) wegfahrbar sind. 
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